Priesitampio jtaka bismuto cirkonato plony sluoksniy savybéms
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Ivairios paskirties plonos dangos yra visy Siuolaikiniy
auk$tyjy technologijy pagrindas. Jos naudojamos
kompiuteriuose, sumaniuose jrenginiuose, saulés
elementuose, lesiy optiniy savybiy gerinimui ir
selektyviyjy langy gamyboje. Plony dangy nusodinimui
naudojami daug jvairiais fizikiniais rei§kiniais veikiantys
metodai, kuriuos salyginai galima suskirstyti j cheminius
ir fizikinius nusodinimo metodus. Pla¢iausiai naudojami
cheminio nusodinimo metodai: tai cheminis nusodinimas
i§ gary fazés ir jvairts zoliy-geliy nusodinimo metodai.
I8 fizikiniy metody galima iSskirti fizikinj nusodinima i$
gary fazés ir jvairius medziagos dulkinimo metodus.

Reaktyvinis magnetroninis dulkinimas - vienas
placiausiai naudojamy fizikiniy dangy auginimo metody.
Siuo metodu galima uZzauginti ant jvairiy padéekly
(stiklas, plienas, silicis, plastikas) praktiskai visy kiety
medziagy oksidy dangas. Kei¢iant proceso parametrus:
plazmos iSlydzio galig, padéklo temperatiira, priesjtampj,
deguonies ir argono dujy santykj dangos augimo metu
galima gauti skirtingy faziy, struktiiry ir morfologijos
dangas, kurios labai skirsis viena nuo Kkitos savo
fizikinémis ir cheminémis savybémis. Tas savybes
galima keisti siekiant norimy savybiy arba jy derinio
optimizavimo. Nuo to priklauso kam gali buti
naudojamos Sios dangos. Ar kaip elektrinés dangos:
dielektrikai, puslaidininkiai, ar kaip mechaninés:
kietinancioji danga, antifrikciné, arba atsparios korozijai
ir cheminiams reagentams.

Siame tyrime bismuto cirkonato plonos dangos buvo
nusodinamos reaktyvinio magnetroninio nusodinimo
metodu tik deguonies (1 Pa) aplinkoje, naudojant du
magnetronus, kuriy taikiniai buvo bismutas ir cirkonis
atitinkamai. Dangos buvo auginamos naudojant teigiama
ir neigiamg 30 V bei impulsini +30 V padéklo
priesjtampius.

Bismuto cirkonatas yra mazai tyrinéta medziaga.
Tikétina, kad pavirSiy padengus bismuto cirkonatu,
reaktyvinio magnetroninio dulkinimo metodu, jis tapty
didelio joninio laidumo, atsparia mechaniniams
pazeidimams, dielektrine danga. Taip pat tikétina, kad
pastovaus ir impulsinio priesjtampio panaudojimas
dulkinimo metu gali pagerinti dangos savybes. Darbe
buvo tirta priesjtampio jtaka dangy morfologinéms,
struktiirinéms ir optinéms savybéms. UZauginty bandiniy
morfologija  analizuota  skenuojan¢iu  elektrony
mikroskopu. Cheminé sudétis iStirta rentgeno spinduliy
energijos dispersijos spektrometrija. Kristalografinés
sluoksniy struktiiros nustatytos rentgeno spinduliy
difrakcijos metodu. Optinéms savybéms jvertinti buvo
iSmatuoti pralaidumo ir atspindzio spektrai UV-VIS-NIR

spektrometru, kurie leido naudojant Tauco metoda
apskaiciuoti optinés draustinés juostos plotj (1 pav.).
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Ipav. Bismuto cirkonato dangy Tauco grafikas

Teigiamas priesjtampis padidina draustinés juostos plotj,
o panaudojus neigiama priesjtampj draustinés juostos
plotis nesikei¢ia nuo dangy uZauginty be priesjtampio.
Visy uzauginty dangy pavirsiai yra labai lygts (2 pav.).

2 pav. Bismuto cirkonato dangos uzaugintos su
impulsiniu + 30 V prie§jtampiu SEM nuotrauka.
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